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１．概要（Summary） 

我々は，次世代の高密度磁気記録媒体として，MnGa

を用いたイオン照射型ビットパターン媒体を提案している．

MnGa 膜は大きな垂直磁気異方性を持っているため，高

密度媒体に適しているとともに，これまでの我々の研究で，

イオン照射により，容易にその磁性をコントロールできるこ

とが示されている [1]．しかし，今までは(001)配向した

L10-MnGa 膜を得るために，高価な MgO 基板を使用し

ており，実用的ではないことが問題となる．そこで，本研究

課題では，安価な基板上に(001)配向した MnGa を形成

することを目的として実験を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 8 元スパッタリング装置、交番磁界勾配型磁力計、薄膜

用 X線回折装置（XRD）、原子間力顕微鏡 

 

・実験方法 

 膜構成は，Cr(2nm) / MnGa(15nm) / Cr(20nm) / 

MgO(20nm) / NiTa(25nm) / SiO2 / Si sub. とし，8元ス

パッタリング装置及び蒸着装置を用いて作製した．作製し

た膜の磁気特性には交番磁界勾配型磁力計，結晶構造

には薄膜用X線回折装置（XRD），表面形状観察には原

子間力顕微鏡，磁区観察には磁気力顕微鏡像をそれぞ

れ用いて評価した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は作製した膜の磁化曲線を示している．膜法線

方向に磁界をかけたときの磁化ループを見ると，大きなヒ

ステリシスが現れていることがわかる．一方，膜面内方向

に磁界をかけた場合には，ほぼ直線のループが得られて

おり，MnGa 膜は膜面法線方向に容易軸を持つ垂直磁

化膜となっていることがわかる．XRD プロファイルでは，

MnGa の 001 回折ピークが得られており，この垂直磁気

異方性は(001)配向した L10-MnGa膜によるものであると

結論づけた．しかし，飽和磁化がバルクの値に比べて約

1/4 程度であり，また，膜面内で一様性が悪い様子が見ら

れるため，L10-MnGa が形成できているところとできてい

ないところが膜面内に分布していると考えられる．一様性

を向上させることが今後の課題である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 M-H loops of MnGa film for applying magnetic 

field in the direction of out-of-plane and in-plane. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 
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   p.3608 (2014) 
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